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   靜電偵測與致動之微力量測系統
本文介紹量測中心發展之靜電偵測與致動微力量測機構，其目標量測範圍為10 微牛頓 ((N)以上，解析度為數個奈牛頓(nN)。文中說明此微力機構之設計概念，以及所發展之核心技術，包含差動電容式位移偵測、靜電力致動以及低剛性撓性平台設計製作等技術。
